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Реферат:
1. У дисертації розглянуті газорозрядні джерела ННП атмосферного тиску та їх застосування для генерації
озону, нейтралізації чадного газу, в технології виробництва рідкокристалічних дисплеїв і для наносферної
літографії. Показано, що ННП атмосферного тиску бажано отримувати в джерелах з трьохелектродною
системою на основі бар'єрного ВЧ розряду. Теоретично встановлено, що приелектродні шари просторового
заряду в слабкострумовому режимі аргонового БВЧ розряду атмосферного тиску товщі, ніж у аргоновому ВЧ
розряді з голими металевими електродами. Експериментально та теоретично встановлено, що в
перехідному режимі БВЧ розряду атмосферного тиску в аргоні локально співіснують структури характерні
як слабкострумовому, так і сильнострумовому режиму розряду. В ширшому діапазоні струмів та напруг
виміряні принципові електричні характеристики бар’єрного ВЧ розряду. Експериментально встановлено, що
обробка плоским плазмовим потоком аргонового БВЧ розряду при атмосферному тиску наводить орієнтацію



нематичних рідких кристалів та реактивного мезогену на поліімідних плівках, та зменшує розміри
поліпропіленових наносфер для наносферної літографії. В результаті роботи розроблено алгоритм
розрахунку електричних характеристик аргонового бар’єрного ВЧ розряду, джерела нетермічної
нерівноважної плазми при атмосферному тиску на основі трьохелектродного бар’єрного ВЧ розряду,
багатокоронного та низькочастотних компланарного та об’ємного бар’єрного розряду.

2. The dissertation examined discharge sources of nonthermal plasma at atmospheric pressure and their use for
the generation of ozone, carbon monoxide neutralization, in liquid crystal display technology and nanosphere
lithography. It has been shown that sources on the base of RF barrier discharge with a three-electrode system are
desirable to produce nonthermal plasma at atmospheric pressure. It was theoretically established that near-
electrode space-charge layers in low-current mode of argon barrier RF discharge at atmospheric pressure are
thicker than in an argon RF discharge with bare metal electrodes. It was established theoretically and
experimentally that during transition between low current and high current modes of the RF discharge in argon at
atmospheric pressure the structures, typical for both the low-current and high-current regimes, locally coexist.
The fundamental electrical characteristics of the RF barrier discharge were measured in wide range of currents
and voltages. It was experimentally found that treatment of polyimide films by the flat plasma flow from RF argon
discharge at atmospheric pressure induces orientation of nematic liquid crystals and reactive mesogens and
reduces size of the polypropylene nanospheres in nanosphear lithography. As a result of work, the algorithm for
calculation of electrical characteristics of the RF argon barrier discharge, sources of nonequilibrium plasma at
atmospheric pressure, based on a three-electrode RF barrier discharge, low-frequency multi-corona, planar and
volumetric barrier discharges were created.
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